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本文研究的傅里叶变换红外光谱仪利用两面多级反射镜阵列替代时间调制型傅里叶变换光谱仪中的平面反射

镜,以多级反射镜阵列对干涉图数据进行二维采样,从而减小系统的体积并增加系统的稳定性. 由于多级反射镜阵

列在其制作过程中加工精度的限制,各子反射镜之间会存在厚度偏差 ε与角度偏差 θ,这将影响到采样干涉图的光

强分布与复原光谱的质量. 本文将各子反射镜的 ε与 θ作为随机变量,利用 Monte Carlo方法对傅里叶变换光谱仪

中所有子反射镜的误差项进行合成,并通过对误差合成后光谱误差因子 Q的统计分析来评价子反射镜的各误差项

对复原光谱的影响.统计结果表明, Q的统计均值随着 σε 与 σθ 的增加表现为一单调递增的曲面,且与两个偏差之

间具有准线性关系.依据对 Q的统计分析,可以确定多级反射镜阵列各子反射镜 ε与 θ的容限.
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1 引 言

傅里叶变换光谱仪由于其多通道、高通量、

高精度和低杂光等优点在光谱测量与光谱分析领

域有着十分广泛的应用 [1,2]. 目前普遍应用的傅里
叶变换光谱仪光程差的调制方式多为时间调制,其
对干涉图数据的采样均是通过利用程控系统驱动

平面反射镜扫描光程差来实现的. 时间调制型的傅
里叶变换光谱仪动镜扫描的采样系统,限制了光程
差采样点的精度与系统的稳定性,并且增加了仪器
整机的尺寸和重量 [3]. 为了克服时间调制傅里叶变
换光谱仪的这些弊端,国内外的许多大学与研究机
构陆续开展了静态傅里叶变换光谱仪的研究. 2002
年,瑞士 Neuchätel’s微技术研究所提出了一种使用
倾斜平面镜代替传统Michelson干涉仪中动镜以获
得不同光程差干涉图样的静态傅里叶变换光谱仪

模型 [4], 该模型成功去除了动镜及其驱动结构, 但
由于倾斜镜的倾斜角度有限,光谱分辨率较低;2006
年,瑞典Mid-Sweden大学提出了一种基于楔状 F-P
标准具阵列的傅里叶变换光谱仪 [5],其波长选择能
力很强,适合于窄带光谱的测量; 2009年,电子测试
技术国家重点实验室设计了一种基于等效斜楔干

涉具的小型静态傅里叶变换光谱仪 [6],其光谱范围
窄,适合进行单波长脉冲的探测.
为适应宽光谱范围的测量,并提高光谱的分辨

率,我们设计了一种以多级反射镜阵列为核心元件
的静态傅里叶变换光谱仪 [7−11]. 由于多级反射镜
阵列加工方法与加工精度的限制,其各个子反射镜
之间会存在一定的厚度偏差与角度偏差. 在对复原
光谱进行评价时,需要对所有子反射镜的误差项进
行合成. 由于傅里叶变换光谱是一个积分方程的形
式,因此采用传统的全微分方法进行误差合成将是
十分复杂的. 本文利用 Monte Carlo方法对多级反
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射镜阵列所有子反射镜的误差项进行合成,然后通
过对光谱误差因子的统计分析来评价厚度偏差与

角度偏差对复原光谱的影响.

2 仪器原理

基于多级反射镜阵列的傅里叶变换光谱仪的

原理如图 1 所示. 仪器利用两面具有相同级数的
多级反射镜阵列代替传统 Michelson 干涉仪的平
面反射镜,多级反射镜的阶梯间隔 d遵循 Nyquist-
Shannon采样定理,并且两面多级反射镜遵循光程
差互补原则. 将两面多级反射镜正交放置, 可以将
空间光场分割成许多个定域.由于多级反射镜阵列
的阶梯结构,导致入射到不同台阶上的光具有不同
的光程,从而使出射光场中在不同区域内发生相干
的两束光具有不同的光程差. 光程差的分布由多级
反射镜的级数和阶梯间隔所决定,即

δ(l,m) = (Mm− l)× 2d, (1)

式中 l, m分别为两面多级反射镜阵列中子反射镜
的序数, M 为多级反射镜阵列的级数, d为多级反
射镜阵列的阶梯间隔.
通过二维探测器阵列对由多级微反射镜形成

的各个定域的干涉光强信息进行记录,并根据空域
中光程差的排列方式,将采集到的二维干涉图像展
开成与光程差排列方式相一致的等间隔采样的一

维干涉图序列 I[δ(n)];然后对其进行离散傅里叶变
换运算,即可反演出入射光信号的光谱信息.

M

M

图 1 基于多级反射镜阵列的傅里叶变换光谱仪原理图

图 2 是利用倾角叠片法制作多级反射镜阵列
的示意图. 通过调节基板与基底之间的夹角, 可以
使基板上的各个基片之间形成特定的相对平移量.
将每一个基片的下表面作为一个子反射面,则每一

个基片相当于一个子反射镜. 设每一片基片的厚度
为 a,各片基片之间要求的相对平移量为 b,则基板
与基底之间夹角 Φ为

Φ = arctan
( b

a

)
. (2)

a
b

Φ

图 2 多级反射镜阵列制作方法示意图

3 理论计算模型

多级反射镜阵列在制作的过程中,由于单个基
片加工精度及基片定位精度的限制,各个子反射镜
之间会存在厚度偏差与角度偏差, 如图 3所示. 这
时多级反射镜阵列各个子反射镜的厚度相对于理

想厚度值会有不同程度的偏差,同时各个子反射镜
的反射平面相对于理想的反射平面也会存在不同

的倾角.
先以一个子反射镜为例,分析其误差的存在对

于采样光程差的影响.设某一子反射镜m的厚度相

对于理想厚度的偏差为 ε(m), 其反射平面相对于
理想反射平面的角度偏差为 θ(m),如图 3所示.

Φ

a

b

θ↼m↽

ε↼m↽

图 3 第m个子反射镜的厚度偏差与角度偏差
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根据图 3可以得到, ε(m)与 θ(m)导致第m个

子反射镜所对应的附加光程差为

∆δ(m) = 2 {ε(m) tanΦ− [a+ ε(m)] tan θ(m)} .
(3)

由此,接收平面上实际探测到的干涉图像的光强分
布为

I(l,m) =

∫ ∞

0

B(v)× exp{j2πν[2(Mm− l)d

+ 2ε(m) tanΦ

− 2[a+ ε(m)] tan θ(m)}dv. (4)

将二维的干涉图像还原为一维的干涉图序

列 I[δ(n)], 再对其进行离散傅里叶变换复原出入
射光信号的光谱信息

B[ν(k)] = DFT{I[δ(n)]}. (5)

在光谱复原的过程中, 共有 2M 个误差项,
其中有 M 个厚度误差项 ε(1)—ε(M), M 个角度

误差项 θ(1)—θ(M). 为了表征 2M 个误差项对

于复原光谱的影响, 采用如下误差因子作为光谱
评价函数:

Q =

N−1∑
k=0

|B′[ν(k)]−B[ν(k)]|

N−1∑
k=0

B[ν(k)]

, (6)

其中 B[ν(k)] 为没有误差时的理想光谱, B′[ν(k)]

为含有误差时还原得到的实际光谱.

4 Monte Carlo法误差合成

光谱反演公式是一个傅里叶变换积分方程,应
用传统的全微分方法对含有M 个厚度误差项和M

个角度误差项的 2M 项误差进行合成,并由此来评
价 ε与 θ对复原光谱的影响将是十分繁琐的 [12].为
了简化误差合成的过程, 这里我们将 M 个厚度误

差项和M 个角度误差项作为随机变量,采用Monte
Carlo方法,即统计实验的方法来进行误差的合成.
设 M 个厚度随机变量具有相同的厚度标准偏差,
每一个厚度随机变量的标准偏差为 σε; M 个角度
随机变量具有相同的角度标准偏差,每一个角度随
机变量的标准偏差为 σθ.
假设 M 个厚度随机变量和 M 个角度随机变

量各自统计独立,且均服从正态分布 [13],则其联合
概率密度函数可以表示为

f [ε(1), ε(2), · · · , ε(M), θ(1), θ(2), · · · , θ(M)]

=

(
1

2πσεσθ

)M

exp

−
M∑

m=1
ε2(m)

2σ2
ε



× exp

−
M∑

m=1
θ2(m)

2σ2
θ

 . (7)

对应 M 个厚度随机变量, 产生 M 个标准正

态分布随机数序列 S(i,m), 其中 i = 1, 2, · · · , I , I
为计算采样数, m = 1, 2, · · · ,M . 同理,对应M 个

角度随机变量, 产生 M 个标准正态分布随机数序

列 T (i,m), 其中 i = 1, 2, · · · , I , m = 1, 2, · · · ,M .
因此,第 i个计算采样点处的第m个厚度随机误差

与第m个角度随机误差分别为

ε(i,m) = ±S(i,m) · σε(m) = ±S(i,m) · σε, (8)

θ(i,m) = ±T (i,m) · σθ(m) = ±T (i,m) · σθ. (9)

根据 (8)式和 (9)式,则对应第m个子反射镜的第 i

个计算采样点处的附加光程差为

∆δi(m) =2ε(i,m) tanΦ

− 2[a+ ε(i,m)] tan θ(i,m). (10)

当多级反射镜阵列各子反射镜之间不存在各

项偏差时,即∆δ(m) = 0,根据 (4)与 (5)式,通过计
算可以得到理想的采样干涉图序列 I[δ(n)]与理想

的反演光谱 B[ν(k)],如图 4与图 5所示.
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图 4 理想情况下的干涉图函数

同理,当多级反射镜阵列各子反射镜之间存在
误差项时, 根据 (4), (5) 和 (10) 式, 对应每一个计
算采样点, 可以得到 ε 与 θ 作用下的采样干涉图

序列 Ii(n) 与反演光谱序列 Bi(k)
[14−19]. 本文中

采样点数取 I = 1000, 图 6 与图 7 是 a = 1 mm,
b = 20 µm, σε = 1 µm, σθ = 2 × 10−5 rad 时
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第 i = 500 个计算采样点处的采样干涉图序列

与反演光谱曲线.将其与图 4和图 5相比较可以看
出, 干涉图中出现了细微的波纹, 并且复原光谱中
谱线出现了明显的畸变.
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图 5 理想干涉图函数反演的光谱曲线
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图 6 第 i = 500个计算采样点处的干涉图
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图 7 第 i = 500个计算采样干涉图反演的光谱

根据 (6)式, 对每一个计算采样点所得到的反
演光谱序列 Bi(k),计算其光谱误差因子 Q(i),因此
我们可以获得一个长度为 I 的光谱误差因子序列.
通过对光谱误差因子序列进行统计分析,就可以获

得多级反射镜阵列所有子反射镜的 ε 与 θ 的合成

误差对于复原光谱影响的统计特性,如图 8所示.

图 8为 σε = 1 µm, σθ = 2×10−5 rad时的各子
反射镜的 ε 与 θ 随机波动产生的光谱误差因子的

区间概率分布情况,即 Q的统计直方图. 由统计分
布直方图可以得到光谱误差因子的最小值为 0.003,
最大值为 0.320,统计均值为 0.084.

针对不同的厚度标准偏差 σε 与角度标准偏

差 σθ,我们根据光谱误差因子的统计直方图,可以
得到其统计均值随不同 σε 与 σθ 的变化情况, 如
图 9所示.
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图 8 光谱误差因子的统计直方图
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图 9 光谱误差因子随厚度偏差与角度偏差的变化曲面

由图 9可以看出,光谱误差因子的统计均值随
着 σε 与 σθ 的增加表现为一个单调递增的曲面. 由
图中还可以看出,当 σθ = 0 rad时, Q随 σε 的递增

速率约为 0.06 µm−1;当 σε = 0 µm时, Q随 σθ 的

递增速率约为 3 mrad−1. 因此,光谱误差因子与厚
度标准偏差和角度标准偏差的关系可以看做是一

种准线性关系. 所以, 在对多级反射镜阵列进行制
作的过程中,依照光谱误差因子与 σε 和 σθ 之间的

关系, 就可以根据仪器需要的 Q 值得到多级反射
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镜阵列各子反射镜 ε 与 θ 的容限. 对于本系统, 若
要求光谱误差因子 Q < 0.1,则子反射镜的厚度标
准偏差应该满足 σε 6 1 µm,角度标准偏差应该满
足 σθ 6 2× 10−5 rad.

5 结 论

由于基于多级反射镜的傅里叶变换光谱仪中

多级反射镜阵列制作方法与制作精度的限制,多级
反射镜阵列的各个子反射镜之间会存在一定的厚

度偏差 ε与角度偏差 θ,而这些误差会导致各个干
涉区域带有一定的附加光程差,从而影响干涉图的
光强分布与复原光谱的质量. 为了分析多级反射
镜阵列各误差项对于复原光谱的影响,需要对反射
镜阵列所有子反射镜的 ε与 θ进行误差的综合.本
文将多级反射镜阵列中各子反射镜的 ε 与 θ 作为

随机变量,并假设各子反射镜具有相同的厚度标准
偏差 σε 与角度标准偏差 σθ,然后应用Monte Carlo
法对傅里叶变换光谱函数中所有子反射镜的误差

项进行合成, 并将光谱误差因子 Q 作为光谱评价

函数,通过对误差合成后光谱误差因子的统计分析
来评价多级反射镜阵列中子反射镜的各误差项对

复原光谱的影响.通过对不同厚度偏差与不同角度
偏差下光谱误差因子的统计分析,发现光谱误差因
子的统计均值随着 σε 与 σθ 的增加表现为一单调

递增的曲面,并且与厚度偏差和角度偏差之间具有
准线性关系. 根据光谱误差因子与 ε 和 θ 之间的

关系, 在对多级反射镜阵列进行制作的过程中, 就
可以确定多级反射镜阵列各子反射镜厚度偏差与

角度偏差的容限. 当要求 Q < 0.1 时, ε 与 θ 应满

足 σε 6 1 µm和 σθ 6 2× 10−5 rad.
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Abstract
To achieve the miniaturization and the static state of the Fourier transform spectrometer, two stepped mirror arrays are introduced

into the time-modulation Fourier transform spectrometer to replace of the plane mirrors. The two stepped mirrors can sample the

interferogram data in two-dimensional space, which can reduce the size of the instrument and increase the stability of the system.

Due to the precision restriction on the stepped mirrors in the fabrication process, the various sub-mirrors of the stepped mirrors may

contain various thickness errors and angle errors, which can affect the distribution of the interferogram and the quality of the spectrum.

We regard the thickness error and the angle error of all the sub-mirrors as random variables, and synthesize all the error terms into a

Fourier transform integration function using Monte Carlo method. By means of statistic analysis on the spectrum error factor, we can

appraise the recovered spectrum affected by the thickness error and the angle error of the sub-mirror. The statistical result indicates that

the statistical mean of the spectrum error factor increases with thickness standard deviation and angle standard deviation increasing.

According to the statistical analysis on spectrum error factor, the tolerances of the thickness standard deviation and the angle standard

deviation of the sub-mirror can be determined in the fabrication process of the stepped mirrors.
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